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１．概要（Summary） 

近年内視鏡、小型プロジェクター、携帯電話用カメ

ラなど、小型な光学デバイスの開発が求められている。

光学デバイスには様々な光学部品が必要であるが、そ

の中でもマイクロレンズは重要な光学部品の中の一

つである。我々は DMD (Digital Mirror Device) 露光

装置を用いてマイクロレンズ作製に関する研究を行

っている。DMD 露光装置の特徴として、マスクレス

露光、グレースケール露光が可能であるという特徴が

あり、低コスト化、高スループット化、また多種形状

のマイクロレンズの作製が可能となる。 

本研究で作製したマイクロレンズは今後様々な光

学式センサに応用する予定である。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

 酸化膜ドライエッチング装置 

 3次元測定レーザー顕微鏡 

【実験方法】 

石英ウェハにフォトレジストを塗布し、DMD露光装置を

用いて露光を行い、その後現像液を用いて現像を行うこ

とで、石英ウェハ上にレンズ形状のフォトレジストを形成す

る。その後酸化膜ドライエッチング装置を用いてドライエッ

チングを行う。その後フォトレジスト残渣をクリーニングした

後、ダイシングを行うことで、チップ化する。このマイクロレ

ンズの形状測定を 3 次元測定レーザー顕微鏡を用いて

評価する。 

 

３．結果と考察 （Results and Discussion） 

作製したマイクロレンズを Fig. 1 に示す。凸面レンズ、

凹面レンズで曲率半径がそれぞれ 150µm、270µm、

400µm の 6 種のマイクロレンズを作製した。マイクロレン

ズの高さは約10umである。Fig. 2に曲率半径270µmの

凸面レンズの形状測定結果を示す。設計とほぼ同形状の

マイクロレンズ形状となっていることが分かる。またマイクロ

レンズの表面粗さを測定したところ、Sa=2.83nm であった。

一般的にレンズ表面の表面粗さは 15nm以下である表面

粗さは十分であると考えられる。 

以上の結果より、多種類のマイクロレンズの作製に成功

した。今後は作製したレンズの光学特性の評価、また本マ

イクロレンズを用いた光学式センサの研究を行う予定であ

る。 

 

４．その他・特記事項（Others） 
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Fig. 1 Picture and shape of micro lens 
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Fig. 2 Shape Comparison between actual shape 

and designed shape of micro lens 
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